
Editor’s Choice より

日本顕微鏡学会が発行する欧文誌 Microscopy では，学術的なインパクトの大きい論文を “Editor’s Choice” とし，オンライン

上にてフリー・アクセスで公開しています（https://academic.oup.com/jmicro）．ぜひご一読ください．Microscopy は顕微鏡技

術を活用したインパクトの高い論文を発信する国際誌を目指しております．投稿についての詳細はこちらから（http://
microscopy.or.jp/microscopy/）． 
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In vivo dynamics of the cortical actin network revealed 
by fast-scanning atomic force microscopy

高速原子間力顕微鏡を用いた生細胞における皮層アクチン

フィラメントの可視化解析
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主な細胞骨格の一つであるアクチンフィラメントは，単量体アク

チンの重合・脱重合に加え，様々な構造制御因子との相互作用に

より，細胞構造や運動，シグナル伝達・応答に関与している．こ

れまで，糸状仮足やストレスファイバーなどの構造体については

蛍光顕微鏡等を用いた解析によりその動態が明らかにされてきた

が，細胞膜直下に広がる皮層アクチンネットワークの動態に関し

ては，これまでのところ限られた知見しか得られていない．

我々は，高速原子間力顕微鏡を用いることにより，生細胞におけ

る皮層アクチンネットワークの動態を無標識で可視化・解析する

ことに成功した．COS-7 細胞では，細胞膜近傍でアクチン重合が

盛んに進行しており，その後細胞内部に沈んでいくことが分かっ

た．重合速度は～0.19 μm/s であり，Cytochalasin B を加えると重

合頻度と速度は著しく低下した．また脱重合阻害剤 Jasplakinolide
を加えると，アクチンフィラメントの沈み込みが抑制されること

から，皮層アクチン

の動態は重合活性と

大きく関連すること

が明らかになった．

皮層アクチンの可視

化は，アクチン研究

の長い歴史の中でも

大きな成果であり，

細胞内アクチンフィ

ラメントの動的制御

機構の詳細に重要な

知見を加えるもので

ある．

Surface morphology and dislocation characteristics 
near the surface of 4H-SiC wafer using multi- 
directional scanning transmission electron microscopy

多方向走査透過電子顕微鏡法を用いた 4H-SiC ウエハ表面

近傍のモフォロジーと転位の関係
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4H-SiC パワーデバイス信頼性向上には，ウエハ表面のモフォロ

ジーと転位の関係を理解することが重要である．従来法では，

強エッチングによる表面欠陥の消失や FIB 加工位置精度などの

課題があった．本研究では，KOH 低温エッチングと低エネル

ギー SEM による表面解析，FIB 加工と多方向 STEM による転位

解析を組み合わせ，ウエハ表面近傍の転位評価技術を開発した．

SEM 観察の結果，表面線状欠陥はダブルコアの楕円形微細・極

浅ピットを伴うことを確認した．コアを含む厚膜試料を FIB で

作製し，試料回転

ホルダを用いて同

一転位を直交する
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向から観察した．
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からの観察結果で

ある．線状欠陥は，

2 つの部分刃状転

位と積層欠陥から

構成される基底面

上拡張転位であっ

た．本研究の多方

向 STEM 観 察 手

法は高精度な結晶

欠陥評価に有効で

ある．
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Microscopy (Oxf) (2017) 66(4): 272–282. doi: 10.1093/jmicro/dfx015 
First published online: 20 May 2017

Microscopy (Oxf) (2017) 66(5): 337–347. doi: 10.1093/jmicro/dfx022 
First published online: 09 August 2017

【著作権者：公益社団法人 日本顕微鏡学会】




